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Żyroskopy i akcelerometry zrealizowane w technice MEMS są stosowane w wielu obszarach techniki. Sensory 

tej klasy zdobyły sobie wielką popularność dzięki niewielkim wymiarom, stosunkowo niskiej cenie i 

powszechnej dostępności. Akcelerometry MEMS, ze względu na charakter swojej konstrukcji umożliwiają w 

praktyce pomiar drgań o częstotliwościach w zakresie od dziesiątych części herca do nawet 1 kHz. Żyroskopy 

MEMS można natomiast stosować do pomiarów prędkości kątowych i pośrednio również oscylacji kątowych 

w zbliżonych zakresach częstotliwości. Sensory inercyjne MEMS pomimo tego, że obarczone się niestety 

poważnymi błędami o charakterze stochastycznym, stosowane są powszechnie nie tylko w urządzeniach 

powszechnego użytku (np. smartfony), lecz również w tak odpowiedzialnych rozwiązaniach jak lotnicze 

układy odniesienia i kursu AHRS (ang. Attitude and Heading Reference System). W niniejszym referacie 

dokonano analizy stochastycznych właściwości sensorów, które zostały zastosowane w układzie rejestracji 

parametrów lotu samolotu lekkiego. Przedstawiono wpływ stabilności temperatury pracy sensorów na 

uzyskane charakterystyki czasowe i gęstość widmową mocy sygnałów wyjściowych. Na charakterystykach 

częstotliwościowych wyróżniono obszary związane z dryfem temperaturowym oraz z szumem elektro-

mechanicznym czujników. Dokonano również oceny stochastycznych właściwości akcelerometrów i 

żyroskopów MEMS w warunkach ustalonej temperatury pracy, korzystając z wykresów wariancji Allana (ang. 

Allan Variance, AV) i uogólnionej metody momentów falkowych (ang. Generalized Method of Wavelet 

Moments, GMWM). Uzyskane wyniki zestawiono w postaci tabelarycznej i poddano krytycznej analizie.  
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